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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zautomatyzowanego systemu do
przeprowadzenia szeregu kompleksowych badan adsorpcji chemicznej 1 temperaturowo
programowanych reakcji na prébkach znajdujgcych sie w dowolnym, zewnetrznym, podfgczonym do
aparatu, reaktorze o przeptywie dynamicznym gazéw bez koniecznosci wystawiania probki na dziatanie
Srodowiska zewnetrznego. Aparat powinien umozliwiaC wykonanie badan chemisorpcji pulsacyjne;,
temperaturowo programowanej redukcji (TPR), desorpcji (TPD), utleniania (TPO) oraz analizy reakcji
na tej samej probce.

System ten musi spetniaé nastepujgce wymagania minimalne:

1. Aparat powinien umozliwiaC wykonanie charakterystyki in situ w warunkach reakcji
(temperatura i cisnienie) katalizatorow, nosnikow katalizatoréow i wielu innych materiatéw bez
koniecznosci przenoszenia prébki z reaktora.

2. Aparat musi by¢ wyposazony detektor przewodnictwa cieplnego (TCD). Konstrukcja i
oprzyrzadowanie detektora TCD musi gwarantowa¢ parametry decydujgce o zastosowaniu w
technikach temperaturowo-programowanych, tj. maksymalny szum wiasny pracujgcego
detektora mniejszy niz 5 pV pik/pik, stabilno$¢ mierzonego sygnatu bazowego (dryf nie wiekszy
niz 1 mV/godz.), czuto$¢ (co najmniej 0,1 pl H2 w Ar), liniowos$¢ reakcji na zmiany stezen gazow
i par w petnym zakresie od 0 do 100% (co najmniej 108). Detektor TCD musi by¢ umieszczony
we wlasnym, elektrycznie ogrzewanym termostacie, niezaleznym od innych znajdujacych sie w
urzadzeniu. Detektor TCD musi zawiera¢ zarniki (filamenty) pokryte warstwg ziota,
zapewniajgcg ich odpornos¢ na dziatanie gazéw korozyjnych. Modut detektora TCD musi
znajdowac sie w jednej obudowie aparatu do analiz chemisorpcji.

3. Aparat musi zawiera¢ dwie wewnetrzne strefy kontroli temperatury ogrzewane niezaleznie od
siebie do temperatury 180 °C, w celu zapobiegniecia kondensaciji na sciezce przeptywu.

4. Aparat musi by¢ wyposazony w dwa automatyczne zawory szesciodrozne. Kazdy z zaworéw
6-portowych zamontowanych w urzadzeniu, musi by¢ umieszczony w elektrycznie ogrzewanym
do min. 180°C termostacie (strefie grzania, hot-boxie), dla uniemozliwienia kondensacji par.
Termostat musi mie¢ zapewniong regulacje temperatury, nastawianej z poziomu wyswietlacza
znajdujgcego sie na urzadzeniu.

5. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wewnetrzng wymrazarke z dodatkowg strefg kontroli
temperatury dla par kondensujgcych w zakresie: od -18 do 50 °C. Wymrazarka musi by¢
wilgczana w pomiarowg linie gazowg poprzez reczny zawor, zapewniajgcy jej ominiecie
(by-pass), gdy zastosowana technika temperaturowo-programowana wymaga analizowania
i rejestrowania gazu zawierajgcego gazy i pary analityczne w petnym sktadzie, jaki wyptywa
z reaktora.

6. Wszystkie potgczenia i drogi gazoéw muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.
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Sciezka przeptywu do i z reaktora powinna byé wykonana ze stali nierdzewnej z kontrolowang
temperaturg do min. 180°C zapewniajgc stabilne warunki pracy oraz minimalizujgc mozliwos¢
kondensacji na Sciezce przeptywu. Regulacja temperatury musi odbywaé sie z poziomu
wyswietlacza znajdujgcego sie na urzadzeniu.

Aparat musi by¢ wyposazony w dwa wysoce precyzyjne (zapewniajgce doktadnos$c¢ nie gorszg
niz +1% petnego zakresu skali i powtarzalnos$c¢ nie gorsza niz £0,1%), niezaleznie skalibrowane
masowe kontrolery przeptywu charakteryzujgce sie przeptywami: 0-150 ml/min i 150-
3000ml/min, z ci$nieniem wlotowym 30 bar.

Aparat musi zapewni¢ przeprowadzenie, przy uzyciu tej samej probki, wielokrotnej
charakterystyki tego samego katalizatora.

Aparat musi zapewnia¢ w petni zautomatyzowang kontrole przeptywu i temperatury w czasie
rzeczywistym.

Aparat powinien posiada¢ $ciezke ultraniskiej objetosci przeptywu.

Aparat powinien by¢ wyposazony w port do spektrometru mas z integracjg oprogramowania
umozliwiajgc jednoczesng detekcje zaréwno na detektorze przewodnictwa cieplnego, jak
i spektrometrze mas.

Aparat musi zapewnia¢ zautomatyzowane dozowanie gazéw do reaktora z badang probkag
w sposob ciggty oraz impulsami. Dozowanie impulsowe musi odbywac¢ sie za pomocag
automatycznego 6-portowego zaworu z petlg o statej objetosci 500 mikrolitréw. Urzadzenie
musi posiadaé¢ mozliwo$¢ doposazenia w inne petle. 3 petle dozujgce muszg stanowié
wyposazenie urzgdzenia.

Na linii gazu nosnego podawanego do zaworu dozujgcego musi znajdowac sie port z elastyczng
membrang dla wprowadzania gazu analitycznego za pomocg strzykawki gazowej. Kalibrowana
strzykawka musi stanowi¢ wyposazenie urzgdzenia.

Na linii gazu podawanego do portu z elastyczng membrang i zaworu dozujgcego oraz na linii
taczacej urzgdzenie z zewnetrznym reaktorem muszg znajdowaé sie elektroniczne mierniki
ci$nienia gazu. Urzadzenie musi wyswietlaé wartos¢ cisnienia ré6znicowego miedzy tymi liniami.
Rzeczywista warto$¢ cisnienia musi byé zapisywana razem z innymi zbieranymi danymi
pomiarowymi, gwarantujgc okreslenie rzeczywistych ilosci dozowanych gazéw.

Urzgdzenie musi posiadac co najmniej dwa gniazda termopar wraz z termoparg do sczytywania
temperatur wewnatrz niezaleznych od jednostki reaktorow.

Oprogramowanie powinno wyswietla¢ aktualny stan pracy przyrzadu, w tym dostepnos$¢ gazéw
i par do analizy oraz obrébki wstepnej, kierunek przeptywu gazu i odczyt TCD.
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Oprogramowanie do zbierania, organizowania, archiwizowania i edycji surowych danych oraz
przechowywania informacji o probce i warunkach analizy.

Oprogramowanie do interaktywnego edytora pikow do szybkiej i tatwej oceny wynikéw, edyc;ji
pikow oraz tworzenia raportow.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ uzytkownikowi modyfikowanie przeptywow gazoéw i
automatyczne przeprowadzenie pomiaréw TPR, TPO, TPD i chemisorpcji pulsacyjnej.

Trzy regulatory cisnienia gazu, cisnienie 100—1500 psig, zawdr odcinajacy, 1 x gaz obojetny,
2x mieszanki gazow.

Komputer i oprogramowanie: DELL OptiPlex 7460 All-In-One BTX - i5 8500, RAM 8GB, 500
GB SATA, 23,8 " Non-Touch lub réwnowazny, System operacyjny: Windows 10 Pro.

Zasilanie: 240 VAC 10 A, 50-60 Hz.

Reaktor rurowy wykonany z kwarcu z kompletnymi przytgczami i uchwytem termopary
o dtugosci 290-300 mm i Srednicy wewnetrznej 10 mm. Temperatura pracy reaktora nie nizsza
niz 800 °C. Reaktor wyposazony w uchwyt termopary umozliwiajgcy jej umieszczenie
bezposrednio w ztozu katalizatora. Typ termopary Dual w ostonie ze stopu Incoloy o czasie
odpowiedzi 0,2 s. Srednica termopary 1 - 1,5 mm.

Niezalezny wysokotemperaturowy pionowy piec rurowy do reaktora z zapewniong bardzo dobrg
izolacjg termiczng obudowy pieca wraz z kontrolerem. Zapewniona izotermiczno$¢ temperatury
w centralnej strefie, na dtugosci nie mniej niz 5 cm, wzdtuz dlugosci pieca. Temperatura pieca
musi by¢ sterowana z zewnetrznego kontrolera. Kontroler niezalezny od gtéwnej jednostki.
Maksymalna temperatura pracy pieca nie nizsza niz 1000°C z doktadno$cig do 0,1°C. Piec musi
umozliwiaé nastawe przyrostu w zakresie od 1 do 10°C / min. Kontroler powinien posiada¢ dwie
termopary do temperatury ptaszcza pieca i wewnatrz reaktora.

Analizator musi zapewnia¢ wykonywanie nastepujgcych testéw:
a. Pole powierzchni metalu

Dyspersja metalu

Srednia wielko$é krystalitow

Temperaturowo-programowane utlenianie

Temperaturowo-programowana desorpcja

Temperaturowo-programowana redukcja

Chemisorpcja pulsacyjna

@ ooooT

Dodatkowe wymagania:

instalacja urzgdzenia przez autoryzowany serwis z siedzibg w Polsce oraz jego uruchomienie,
przeprowadzenie w wymiarze min. 16 godzin zegarowych szkolenia personelu dla min.2 oséb
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w zakresie obstugi instalacji, dziatania i bezpiecznej
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obstugi dostarczonych urzgdzen, w miejscu instalacji, Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie
szkolenia w jezyku polskim

gwarancja w okresie co najmniej 12 miesiecy,

autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibg w Polsce,

zapewnienie dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat od chwili zakupu
sprzetu,

instrukcja obstugi urzadzenia i oprogramowania w jezyku polskim oraz angielskim.

urzgdzenie musi by¢ fabrycznie nowe,

posiada wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikaty CE) dopuszczajgce do sprzedazy
i uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nalezy dostarczy¢ wraz z kartami
gwarancyjnymi).
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